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ファイバーレーザーをφ１００～４００μｍのスポット径で試料上にほぼ均一に集光します。

また、その加熱部分をカラーＣＣＤカメラ採用によりリアルタイムでモニターできます。

年代計測のため岩石を加熱するツールとして最適です。

小型の真空チャンバー内の試料を大気中から特定場所を均一加熱します。

＊集光点のサイズ（μｍ）＊光ファイバーのコア径（１００μｍ）
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集光点のサイズ（μｍ）

× ５ＷＤ（３７．５ｍｍ） ４００

×１０ＷＤ（３０．５ｍｍ） ２００対物レンズ

×２０ＷＤ（２０．０ｍｍ） １００

      

                                           

0-
20

0

Z

  

   


